
!４５"!１２#

２０１６$１２%

　　　　　　　　　　　　
&　'　(　)

ＡＣＴＡＰＨＯＴＯＮＩＣＡＳＩＮＩＣＡ

Ｖｏｌ．４５Ｎｏ．１２

Ｄｅｃｅｍｂｅｒ２０１６

　　!"#$

：
*+,-.(/0

（Ｎｏ．６１５０５１５２）1Ãb4.IÄÅÆ!t

（Ｎｏ．２０１５ＢＡＡ２１４）56

%&'(

：
âÚÇ

（１９８６－），#，È=@AÛ

，
>?@ABCD&EGHIJ．Ｅｍａｉｌ：ｆｔｙｘｌｗｌ＠１６３．ｃｏｍ

^_

（̀
a'(

）：
Âñ´

（１９７３－），#，<£

，
<=

，
>?@ABCD&EGH．Ｅｍａｉｌ：ｚｃｍ＠ｗｈｕｔ．ｅｄｕ．ｃｎ

)*+,

：２０１６ ０８ ０３；-.+,

：２０１６ ０９ ２７

犺狋狋狆：∥狑狑狑．狆犺狅狋狅狀．犪犮．犮狀

犱狅犻：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１６４５１２．１２２８００３

/K�ÉtÊËL&E �ÌÍ¿¿2GH¹

üýþ

１，２，
ÿ!�

１，２，
"#

１，２，
$%¶

１，２，
&'

１，
()*

１，
Á+

１

（１ºÎY]W( &EGHIJ*+]^ÉUÏ

，
ºÎ４３００７０）

（２ºÎY]W( &EGHIJZXYÑY:Ð¥�~ÉUÏ

，
ºÎ４３００７０）

/　0

：
ìkv·,345-6./012-(+M3456

（
M5

）
¤7ABg．ÛABgS*89

Õ./0(+]Axp:

，
./012]M5;<=

，“
>?@A>?BC

”
�TD�ABg-EF�

T．GHI4J@K�b[LLMf{MNOABg-./(0

，
PQ3２０℃～１０００℃"RS-7©

F�

，
FTíî©�±２．５℃．ÛABgUÜÙðb

、
�µè

、
,]V»WGXÐï¤-Y�

，
¹*6¤7

Z[_\F

、
]î-7©F�．

123

：
(+M5ABg

；
./012

；
¤7F�

；
./0(+

；
{M

45678

：Ｓ９５１．４＋１　　　9:;<=

：Ａ　　　 9>?8

：１００４４２１３（２０１６）１２１２２８００３５

犉犻犫犲狉狅狆狋犻犮犉犪犫狉狔犘犲狉狅狋犎犻犵犺狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犛犲狀狊狅狉犅犪狊犲犱狅狀犛犪狆狆犺犻狉犲犠犪犳犲狉

ＬＩＡＮＧＷｅｉｌｏｎｇ
１，２，ＺＨＯＵＣｉｍｉｎｇ

１，２，ＦＡＮＤｉａｎ１
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１，ＬＩＹａｎ１

（１犖犪狋犻狅狀犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犉犻犫犲狉犛犲狀狊犻狀犵犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犠狌犺犪狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，
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